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１．概要（Summary） 

本研究はピエゾ抵抗型のカンチレバーを非常に薄いパ

リレン膜上に張り付けた構造を提案し，その構造を利用し

た高感度な触覚センサを実現した．従来のピエゾ抵抗型

カンチレバーを用いた触覚センサは物体と接触するため

にカンチレバーを完全に弾性体の内部に埋め込む必要

があった．そのために，カンチレバーの変形は周りの弾性

体に束縛され，力に対する感度が悪くなるのが問題だっ

た． 

 そこで，本研究はカンチレバーの下に 1μm 程度の非常

に薄いパリレン膜を成膜する方法を提案した．その膜によ

ってカンチレバーの上に弾性体を成形しても，カンチレバ

ーの下に空気キャビティができ，カンチレバーが変形しや

すい状態を保つ．また，弾性体の中に剛体ブロックをカン

チレバーの上に埋め込むことによって，提案したセンサは

圧力だけではなく，せん断力の計測も可能となる．SEM

写真を撮影することで，カンチレバーの下に成膜した

パリレン膜を確認することができた． 

 

２．実験（Experimental） 

製作したセンサの表面に圧力とせん断力を加え，セ

ンサの応答を評価する実験を行った．また，完全に埋

め込みセンサとの感度比較も行った． 

センサの微小構造を実現するため，ナノテクノロジ

ープラットフォームが有するアドバンテスト F5112

を活用したマスクデザインを試作した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

実験の結果から試作したセンサは3軸の力を検知で

きることを確認できた．またセンサの感度は圧力とせ

ん 断 力 に 対 し て そ れ ぞ れ 17.1×10-5 [kPa-1] と

34.4×10-5 [kPa-1]であった．更に，完全に埋め込みセ

ンサと比べ，提案したセンサは 31 倍感度を向上した

ことも分かった． 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし． 
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